
Подготовка к 
защ

ите и защ
ита вы 

Подготовка к сдаче 
и сдача государстве

X
 

CMCt 
1ЛX5н  Зд

ctX
 

со

7 н  4Д

Я■ X
 

IX

Gt 
соX

 
гм 
СП

32h

я
 

$
 

CM

*1*1
*T*I

*
1
*
1

h
i

hi
hi

h
i

hi
hi

h
i

hi
hi

h
i

hi
hi

hi
hi

hi
hi

hi

h
i

hi
hi

СП | h
i | h

i | b
i | h

i | hi
hi

C
t I b

i I 
I *

 I *
 I *

(П
tn | hi | hi | h

i | hi | hi
d

cn
cn

I- 1 E
tI =

t| ч
| =

l| 4

cn
tn

L-

cn
СП

tn
СП

tn
*

СП
cn

cn
СП

cn
*

СП | L
- | L | L | L | *

СП
m

tn
СП

СП
(П

m
СП

cn
cn

СП<n

cn
cn

tn
cn

cn

*
*

*
Ct 
tZ

£
Ct 
C

Ct 
c

Ct 
c

*
*

*
ct 
c

Ct 
C

ct 
C

Ct 
El

Ct 
c:

*
*

Ct 
er

4
 

Ci
4

 
C

г
г

*
g

 
c=t 
tz

г
г

“4
4

.1 
1 

1
4
1

4
*
1
 

1
14

4
hi

hi
hi

cn
hi

hi
hi

hi
hi

СП
hi

hi
hi

hi
hi

СП
tn

cn
СП

hi
hi

(T>
tn

tn

(h
СП

m

СП
СП

СП

*
*

*
*

*
cn

*
*

*
*

*
cn

*
*

*
*

cn

*
*

cn
(T)

СП
*

*
cn

cn
tn

*
*

c-ccc

1 
14 

1 
1

1 
14 

1 
1

- 1= !• Г 1 
К

ce■-rzccc

cz
IZ

X
 

c
m

C
l

&
c

X
 

c
m

C
l

h- 
c

Ю
 

w
c

m
CL 
и

c

ACT

' " ' I

AHT

ACT

o
о

CM

w
см

M

Учебная практика

2020-2021 учебный год ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Группы

Студентов

Курс

MMIS Lab стр. 1 из 2

е₽
Научно- 

исследовательская 
Преддипломная 

практика
Производственная 

практика

Экзаменационные 
сессии 

Теоретическое 
обучение и рассред


